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schen MeRelement (3, 3', 3"), welches an
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nach auflen ragenden Kontaktstift (7) lei-
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Zusammenfassung:

Zur Ermdglichung einer qualitativ hochwertigen, trotzdem aber kostengiinstigen und mas-
senfertigungstauglichen Bereitstellung eines piezoelektrischen Drucksensors (1) mit zumin-
dest einem auf einem Gehause-Basisteil (2) angeordneten piezoelektrischen MeBelement (3,
3', 3"), welches an der gegeniiberliegenden Seite mit einer Membran (4) in Verbindung
steht, ist das MeBelement (3, 3', 3") auf einem Elektrodenblech (5, 5', 5") fixiert, welches
einen gegeniiber dem Basisteil (2) isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift (7) leitend

sowie formschliissig und lagenfixierend umgreift.

(Fig. 1)
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Piezoelektrischer Drucksensor

Die Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Drucksensor, mit zumindest einem auf einem
Gehé&use-Basisteil angeordneten piezolektrischen Messelement, welches an der dem Basisteil
gegeniiberliegenden Seite mit einer den Basisteil abschlieBenden, dem zu messenden Druck
ausgesetzten Membrane in Verbindung steht und unter Kontaktierung eines seiner Pole auf

einem Elektrodenblech fixiert ist.

Piezoelektrische Druckaufnehmer mit Membranen sind in vielféltigsten Ausfilhrungen seit
langem bekannt — siehe nur beispielsweise Fig. 3 in EP 352 773 A2 oder Fig. 1 in EP 90 871
Al. Der auf die Membrane von auBen einwirkende Druck wird als Kraft an das MeBelement
Uibertragen welches eine dem Druck proportionale Spannung an beiden Polen abgreifbar und
weiter verwendbar bereitstellt. Obwohl der Aufbau derartiger Drucksensoren grundséatzlich
sehr einfach ist, erfordern insbesonders die Kontaktierung der beiden Pole und die Positionie-
rung der MeBelemente einen relativ hohen, konstruktiven und fertigungstechnischen Auf-
wand, der einer fiir viele Anwendungen wiinschenswerten Massenfertigung unter geringen

Kosten bis jetzt entgegenstand.

Weiters sind beispielsweise aus AT 503 816 A Drucksensoren der eingangs genannten Art
bekannt, bei denen eine Erleichterung bzw. Verbesserung der Positionierung der MeBelemen-
te bei der Montage des Sensors dadurch ermdglicht wird, dass das MeBelement bzw. der
MeBelementstapel unter Kontaktierung eines seiner Pole an einer Ableitelektrode bzw. auf
einem Elektrodenblech fixiert ist. Auch dabei erfolgt aber die exakte Positionierung gegen-
liber dem Gehduse mittels zusatzlicher Elemente, was weiterhin zuséatzlichen konstruktiven

und fertigungstechnischen Aufwand bedeutet.
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen piezoeletrischen Drucksensor der eingangs
genannten Art so zu verbessern, dass das einfache Grundprinzip konsequent in eine einfache

und kostenglinstige aber dennoch qualitativ hochwertige Massenfertigung umsetzbar wird.

Diese Aufgabe wird gemé&B der vorliegenden Erfindung bei einem derartigen Drucksensor
dadurch gelést, dass das Elektrodenblech einen gegeniiber dem Basisteil isolierten, nach
auBen ragenden Kontaktstift leitend sowie formschliissig und lagenfixierend umgreift. Damit
ist die fiir eine reproduzierbare Qualitdt sehr wesentliche formschlissige Lagenfixierung der
mechanischen Einheit aus MeBelement und Elektrodenblech zugleich mit der Kontaktierung
des einen Pols des MeBelementes (iberraschend einfach und exakt gelést, was ohne die
Notwendigkeit weiterer PaBelemente oder dergleichen einen sehr einfachen und damit kos-

tengiinstigen Aufbau des Drucksensors erlaubt.

In weiters bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist der zweite Pol des MeBelements (iber
den Geh&use-Basisteil kontaktiert, was eine weitere Vereinfachung darstellt und diesbeziigli-

chen Mehraufwand komplett vermeidet.

Der zweite Pol des MeBelementes kann in einer anderen bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung aber auch Uber ein weiteres Elektrodenblech mit einem weiteren, gegeniiber dem
Basisteil isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift leitend sowie formschliissig und lagen-
fixierend verbunden sein, wobei dann zwischen den Elektrodenblechen einerseits und Basis-
teil bzw. Membrane andererseits elektrisch isolierende Druckiibertragungselemente angeord-
net sind. Diese ermdglicht eine flir viele Anwendungsfélle notwendige, gegeniiber dem Ge-
hduse und der Einbauumgebung isolierte zweipolige Kontaktierung des MeBelements bzw.
mehrerer eingebauter MeBelemente, wobei die Vorteile beziiglich der formschlussigen Lagen-
fixierung unter gleichzeitiger Kontaktierung der MeBelemente Uber die Elektrodenbleche bei-

behalten werden.



In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann das Elektrodenblech zwei dariiber elektrisch
gegengleich kontaktierte MeBelemente tragen, deren anderer Pol einererseits iiber den Ba-
sisteil und andererseits liber die damit leitende verbundene Membrane kontaktiert ist. Damit
ist auf einfache Weise die Signalausbeute erhoht ohne den Aufbau des Drucksensors kompli-

Zierter zu machen.

Das bzw. die MeBelement(e) kann bzw. kénnen in weiterer Ausgestaltung der Erfindung ring-
formig ausgebildet und konzentrisch um den Kontaktstift angeordnet sein, was einen sym-
metrischen Aufbau des Drucksensors, wie er fir manche Anwendungsfille vorteilhaft ist,

ermdglicht.

In weiters bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung konnen auch mehrere MeBelemente in
einer Ebene sternformig um den mittig angeordneten Kontaktstift angeordnet sein, was die

Verwendung auch kleinerer MeBelemente in gréBerer Anzahl ermdglicht.

In besonders bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung kann die Membrane als im wesentli-
chen topfformiger — beispielsweise auch einstiickiger Dreh- oder Tiefzieh -Teil ausgebildet
und unmittelbar mit dem Gehé&use-Basisteil verbunden sein, vorzugsweise mittels Umfangs-
schweiBung. Dies erméglicht eine sehr einfache Herstellung und Montage aus wenigen Tei-
len, was der kostengiinstigen Massenfertigung derartiger Drucksensoren weiter entgegen-

kommt.

Davon abgesehen kann in anderer Ausgestaltung der Erfindung der Gehause-Basisteil auch
im wesentlichen topfformig ausgebildet und unmittelbar mit der im wesentlichen flach aus-

gebildeten Membrane verbunden sein, vorzugsweise wiederum mittels Umfangsschweiung,
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was weitere Gestaltungsméglichkeiten fiir den Drucksensor bzw. seine Herstellung ermog-

licht.

Die Erfindung wird im folgenden noch anhand der in der Zeichnung schematisch dargestell-
ten Ausfiihrungsbeispiele néher erldutert. Die Fig. 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 12 zeigen dabei einen
schematischen Schnitt durch verschiedene Ausfithrungsbeispiele erfindungsgemaBer piezo-
elektrischer Drucksensoren und die Fig. 2, 4, 6, 8, 10 und 13 zeigen perspektivische Ansich-
ten (in gréBerem MaBstab) der in den jeweils daneben abgebildeten Drucksensoren verwen-

deten MeBelemente samt Elektrodenblechen zu deren Kontaktierung.

Alle dargestellten Ausfiihrungsbeispiele zeigen piezoelektrische Drucksensoren 1 mit zumin-
dest einem auf einem Gehause-Basisteil 2 angeordneten piezoelektrischen MeBelement 3,
welches selbst auch aus mehreren verbundenen Schichten bestehen kann und an der dem
Basisteil 2 gegeniiberliegenden Seite mit einer den Basisteil 2 abschlieBenden, dem zu mes-
senden Druck ausgesetzten Membrane 4 in Verbindung steht und elektrisch zweipolig nach
auBen kontaktiert ist. Der auf die Membrane 4 von auBen einwirkende Druck wird als Kraft
auf das MeBelement 3 {ibertragen, welches nach dem bekannten piezoelektrischen Prinzip
eine dem Druck proportionale Spannung an beiden Polen abgreifbar und weiter verwendbar
bereitstellt. Das MeBelement 3 ist unter Kontaktierung eines seiner Pole beispielsweise durch
Bonden, Léten oder Thermokompression auf einem Elektrodenblech 5 ﬁxiert,} welches einen
gegeniiber dem Basisteil 2 mittels einer Hiilse 6 isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift
7 leitend sowie formschlissig und damit lagenfixierend umgreift. Die speziell bei Zusammen-
bau und Montage des Drucksensors 1 wesentliche Lagenfixierung des MeBelementes 3 ist
damit zugleich mit der Kontaktierung des einen Pols des MeBelements 3 einfach und exakt
gelost, was einen kostengiinstigen Aufbau und eine massenfertigungstaugliche Ausbildung

des Drucksensors 1 erlaubt.
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GemaB Fig. 1 und 2 ist nur ein MeBelement 3 mit einem Elektrodenblech 5 vorgesehen — an
der der Membran 4 bzw. deren mittiger Verdickung 8 zugewandten Seite des Elektroden-
blechs 5 ist zur Isolierung und Kraftiibertragung ein elektrisch isolierendes Druckiibertra-
gungselement 9 vorgesehen, was es erméoglicht, dass der zweite Pol des MeBelements 3 ii-

ber den Gehéause-Basisteil 2 nach auBen kontaktiert ist.

Bei der Ausfiihrung nach den Fig. 3 und 4 trigt das Elektrodenblech 5 zwei dariiber elekt-
risch gegengleich kontaktierte MeBelemente 3, deren dem Elektrodenblech 5 gegeniiberlie-
gende andere Pole einerseits (iber den Basisteil 2 und andererseits iiber die damit leitend

verbundene Membrane 4 bzw. deren Verdickung 8 kontaktiert sind.

Bei der Ausfiihrung nach den Fig. 5 und 6 sind wiederum zwei mittige, vom mittleren Elekt-
rodenblech 5 gegengleich kontaktierte MeBelemente 3 vorgesehen, wobei der jeweils zweite
Pol Uber zwei weitere Elektrodenbleche 5' mit einem weiteren, gegeniiber dem Basisteil 2
wiederum Uber eine Hiilse 6 isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift 7 leitend sowie
formschliissig und damit lagenfixierend verbunden sind. Zwischen den &uBeren Elektroden-
blechen 5' einerseits und dem Basisteil 2 bzw. der Membrane 4 sind hier jeweils wiederum
elektrisch isolierende Druckiibertragungselemente 9 angeordnet. Damit ist eine fiir viele An-
wendungsfalle vorteilhafte, gegeniiber dem Geh#use-Basisteil 2 und der Einbauumgebung

isolierte zweipolige Kontaktierung der MeBelemente 3 ermdglicht.

Bei der Ausfiihrung nach den Fig. 7 und 8 ist ein einzelnes, ringférmig ausgebildetes MeBe-
lement 3' (&hnlich wie bei der Ausfiihrung nach Fig. 5) zwischen zwei separaten Elektroden-
blechen 5, 5' fiir die beiden herauszufiihrenden Pole angeordnet. Die Elektrodenbleche 55
sind wie bei Fig. 5 mit separaten Kontaktstiften 7 leitend und formschliissig sowie lagenfixie-

rend verbunden. Die Isolierung der Elektrodenbleche 5, 5' zum Basisteil 2 einerseits und zur
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Membran 4 andererseits erfolgt wiederum Uber zwischengelegte elektrisch isolierende

Druckiibertragungselemente 9'.

Bei der Ausfiihrung nach den Fig. 9 und 10 sind zwei ringférmige MeBelemente 3' gegen-
gleich auf einem ebenfalls im wesentlichen ringférmigen Elektrodenblech 5" um einen mitti-
gen Kontaktstift 7 konzentrisch angeordnet, wobei die anderen beiden Pole der MeBelemente
3' wiederum (wie in Fig. 3) Uber den Basisteil 2 und die Membran 4 kontaktiert bzw. heraus-
gefiihrt sind. Es ergibt sich damit ein symmetrischer Aufbau des Drucksensors 1 wie er fiir

verschiedene Anwendungsfille vorteilhaft ist.

Die Ausflihrung nach Fig. 11 unterscheidet sich von der nach Fig. 9 im wesentlichen nur da-
durch, dass hier nun auBen und in Anlage an den Basisteil 2 einerseits und die Verdickung 8
der Membran 4 andererseits zwei gegengleich kontaktierte ringfsrmige MeBelemente 3' auf
zwei mit den mittigen Kontaktstift 7 in Verbindung stehenden Elektrodenblechen 5" ange-
ordnet sind. Zwischen den beiden Elektrodenblechen 5" ist wiederum ein elektrisch isolieren-

des Druckiibertragungselement 9' angeordnet.

Bei der Ausfiihrung nach den Fig. 12 und 13 sind drei separate MeBelemente 3" in einer E-
bene sternfémig um den mittig angeordneten Kontaktstift auf einem Elektrodenblech 5" an-
geordnet, wobei auf der gegeniiberliegenden Seite dieses Elektrodenblechs 5" drei weitere,
gegengleich kontaktierte MeBelemente 3" angebracht sind, die dhnlich wie bei den Ausfiih-
rungen nach Fig. 3 und Fig. 9 auf ihrer dem Elektrodenblech 5" gegentiberliegenden Seite
direkt (ber den Basisteil 2 bzw. die Verdickung 8 der Membrane 4 nach auBen kontaktiert

sind.

Die Membrane 4 ist in allen dargestellten Ausfiihrungsbeispielen als im wesentlichen topf-

formiger, einstiickiger Dreh- oder Tiefzieh-Teil ausgebildet und unmittelbar mit dem Gehau-
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se-Basisteil 2 verbunden, vorzugsweise mittels hier nicht extra dargestellter Umfangsschwei-
Bung, was eine einfache Herstellung und Montage, gegebenenfalls auch unter kontrollierter
Vorspannung der MeBelemente 3, 3', 3" erlaubt. Weiters ist hier in allen Fillen auch der Ge-
hause-Basisteil 2 im wesentlichen topfférmig ausgebildet und kénnte abweichend von den
dargestellten Ausfiihrungsbeispielen auch unmittelbar mit einer im wesentlichen flach ausge-

bildeten Membrane verbunden werden, was weitere Gestaltungsmdglichkeiten erlaubt.

Patentanspriiche:
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Patentanspriiche:

1. Piezoelektrischer Drucksensor (1), mit zumindest einem auf einem Geh&use-Basisteil
(2) angeordneten piezoelektrischen MeBelement (3, 3', 3"), welches an der dem Ba-
sisteil (2) gegeniiberliegenden Seite mit einer den Basisteil abschlieBenden, dem zu
messenden Druck ausgesetzten Membrane (4) in Verbindung steht und unter Kontak-
tierung eines seiner Pole auf einem Elektrodenblech (5, 5', 5") fixiert ist, da-—
durch gekennzeichnet, dass das Elektrodenblech (5, 5', 5") einen ge-
geniiber dem Basisteil (2) isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift (7) leitend
sowie formschliissig und lagenfixierend umgreift.

2. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Pol des MeBelements (3, 3, 3") iiber den Gehiuse-Basisteil (2) kontaktiert ist.

3. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Pol des MeBelements (3, 3') liber ein weiteres Elektrodenblech (5', 5") mit ei-
nem weiteren, gegeniiber dem Basisteil (2) isolierten, nach auBen ragenden Kontakt-
stift (7) leitend sowie formschliissig und lagenfixierend verbunden ist, wobei zwischen
den Elektrodenblechen (5', 5") einerseits und Basisteil (2) bzw. Membrane (4) ande-
rerseits elektrisch isolierende Druckiibertragungselemente (9, 9') angeordnet sind.

4. Drucksensor nach Anspruch2, dadurch gekennzeichnet, dass das E-
lektrodenblech (5, 5") zwei dariiber elektrisch gegengleich kontaktierte MeBelemente
(3, 3', 3") trégt, deren anderer Pol einerseits iiber den Basisteil (2) und andererseits

liber die damit leitend verbundene Membrane (4) kontaktiert ist.

5. Drucksensor nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das bzw. die MeBelement(e) (3") ringférmig ausgebildet

und konzentrisch um den Kontaktstift (7) angeordnet ist bzw. sind. E




-9- P it d

. Drucksensor nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere MeBelemente (3") in einer Ebene sternférmig um
den mittig angeordneten Kontaktstift (7) angeordnet sind.

. Drucksensor nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Membrane (4) als im wesentlichen topfférmiger Teil
ausgebildet und unmittelbar mit dem Geh3use-Basisteil (2) verbunden ist, vorzugs-
weise mittels UmfangsschweiBung.

. Drucksensor nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis6, dadurch ge-
kennzeichn et, dass der Geh&use-Basisteil (2) im wesentlichen topfférmig aus-
gebildet und unmittelbar mit der im wesentlichen flach ausgebildeten Membrane (4)

verbunden ist, vorzugsweise mittels UmfangsschweiBung.
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